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摘要(译)

一种用于在基板上沉积薄层的气相沉积设备，所述气相沉积设备包括多
个模块，所述多个模块布置成分别面对所述基板的不同区域，所述多个
模块中的每一个包括主体单元，以及设置在一个上的喷嘴单元主体单元
的面向基板的表面的一部分，其中多个模块被配置为分别在基板的不同
区域上单独地执行沉积工艺。
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